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1. 確率論的曝露評価モデルの特徴

本ツール（SWEEs: integrated Score-based Workplace Exposure Estimating system）は，作業場の

曝露濃度を推定する高次の曝露評価ツールです。予測値の信頼区間，曝露濃度の労働者内・労働者間の

ばらつきを確率論的に扱い，曝露濃度分布を推定します。確率論的に曝露濃度を予測することにより，

安全側に見積もる定性的評価や決定論的評価よりも，事業者の自主管理に対してより費用対効果に優れ

た曝露対策を実施することが可能となります。

本ツールは，欧州で開発された Advanced REACH Tool (ART) をひな形にして作成しており，入力値は，

労働者の作業の種類や物質の形態・蒸気圧，および，局所排気装置の設置の有無などの労働者の曝露状

況を表す曝露関連情報です。曝露関連情報を入力することで，ある特定の曝露シナリオが設定され，そ

れに相当する曝露濃度分布が推定されます。さらに，個別の事業者が所持する限られた曝露データを

入力することで,より精度の高い曝露濃度分布を予測することができます（図 1- 1を参照）。

本ツールでは，対象物質形態として，ミスト状または蒸気状の液体が扱えます。ミスト,蒸気の定義は，

以下の通りです。

表 1- 1 物質形態の分類

物質形態 定義

液体ミスト 蒸気が液化して微粒子となり浮遊するもの

液体蒸気 液体が気化したもの

本ツールは，発生源からの排出量や気流速度を用いたこれまでの数理モデルに基づいた確率論的曝露

評価ツールとは異なり，労働作業場における曝露関連情報と曝露濃度の回帰式から曝露濃度が推定され

ます。本ツールで設定されているモデルの修正係数は，欧州の曝露濃度と曝露関連情報を使って推定さ

れた値を援用しているため，日本の作業場での検証が不十分となっています。また，修正係数の値その

ものと専門用語に対する検討や修正が残っています。そのため，出力結果がそのまま実証には使えない

可能性があります。今後，本ツールに必要となる日本の作業場における曝露データが整備されれば，よ

り精度の高い確率論的曝露評価モデルとなります。
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図 1- 1 SWEEs の入出力構造

ユーザーがあらかじめ準備する曝露関連情報

・評価したい作業者の作業工程（労働時間と作業時間）

・取り扱い物質の名前，蒸気圧，作業温度

・現場の図面と換気量

・現場の曝露濃度の測定値（なくても可）

*本マニュアルは，Fransman et al. (2010)，Tielemans et al. (2011)，Fransman et al. (2011)， Schinkel

et al. (2011)を参考にして作成しています。
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2. プログラム環境
2.1.対象 OS

本ソフトウェアは，windows7，及び，windows 8.1 に対応しています。他の OS で正常に動作しない場

合の動作保証は行いません。また，プログラムの実行には，Microsoft .Net Framework 3.5 が必要とな

ります。インストールされていない場合には，インストールして下さい。

2.2.プログラム起動方法

以下に示す(1)～(2)の手順に従ってプログラムを起動して下さい。

(1) CD の「SWEEs Ver.1.0」フォルダ中の SWEEs.exe（アプリケーション）をダブルクリックして下さ

い。

図 2- 1 SWEEs Ver1.0 のフォルダ構成（拡張子表示あり）

※拡張子の表示をしていない場合は,SWEEs（アプリケーション）をダブルクリックして下さい。

図 2- 2 SWEEs Ver1.0 のフォルダ構成（拡張子表示なし）

(2)「SWEEs Ver.1.0」のトップ画面が起動することを確認して下さい。
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図 2- 3 トップ画面

2.3.注意事項

本ツールは windowsの画面サイズが 100％の場合に正常に表示され，他のサイズになっている場合に
は，画面が崩れる場合があります。画面サイズが 100％になっていない場合には，コントロールパネルか
らディスプレイでサイズを 100％(以下の例では「小-100%」を選択)に変更の上，起動するようにして下
さい。

図 2- 4-1 ディスプレイ設定(windows7 の場合)
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図 2- 4-2 ディスプレイ設定(windows8.1 の場合)
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3. SWEEs の全体構成

*1：近接場と非近接場（図 3- 1を参照）
近接場（nf：Near Field）：口元上下左右前後 1m の空間領域(8m3)

非近接場（ff：Far Field）：近接場以外の作業場の空間

非近接場*1設定時近接場*1設定時

推定結果の表示画面

トップ画面

基本設定画面

レポート画面

物質依存(E)*2の設定画面

活動依存(H)*2の設定画面

局所管理(LC)*2の設定画面

表面汚染(Su)*2の設定画面

分散(D)*2の設定画面

活動依存(H)*2の設定画面

局所管理(LC)*2の設定画面

発生源囲い込み(Seg)*2

の設定画面

個人囲い込み(Sep)*2

の設定画面

分散(D)*2の設定画面
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*2：SWEEs の修正係数：SWEEs では，モデルの係数を「修正係数 (modifying factor)」と呼びます。

図 3- 1 本ツールでの近接場と非近接場
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4. 操作画面の詳細説明
本章では，SWEEsのすべての操作画面について，詳細に説明します。

4.1.トップ画面

図 4- 1 トップ画面

ID 項目名 概要

① 「スタート」ボタン クリックすると基本設定画面を表示します。

② 「ファイル読み込み」ボタン
ファイルオープンダイアログを表示し，選択した csv ファイルの情報を反映

した上で，基本設定画面を表示します。

2

1
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4.2.基本設定画面

図 4- 2 基本設定画面

ID 項目名 概要

①
「解析シナリオ名」テキストボック

ス
解析シナリオ名を入力します。任意のシナリオ名を入力できます。

② 「物質名」テキストボックス 物質名を入力します。任意の物質名を入力できます。

③ 「物質形態」ラジオボタン
液体ミスト，液体蒸気を選択します現バージョンでは，固体研磨ダストと固体

ダストについては評価できません。

④ 基本情報「設定」ボタン
解析シナリオ名，物質名の入力，物質形態の選択をした上でボタンをクリック

すると，作業状況の設定欄の入力ができる様になります。

⑤ 「総作業時間」テキストボックス 入力するシナリオにおける総作業時間を分単位で入力します。

⑥
各タスクにおける「作業時間」テキ

ストボックス

タスク 1～4の各作業時間を分単位で入力します。タスク 1の近接場の修正係

数がすべて入力されていない場合には，2～4 の作業時間テキストボックスに

は時間を入力することができません。同様に次のタスクの作業時間を入力する

ためには，事前のタスクの入力値の設定がすべて終えている必要があります。

⑦ 「物質依存（E）」テキストボックス 物質依存（E）の設定画面で設定された修正係数の値が表示されます。

⑧
「活動依存（H）」テキストボックス

(近接場設定時)
活動依存（H）の設定画面で設定された修正係数の値が表示されます。

⑨
「局所管理 1(LC1)」テキストボック

ス(近接場設定時)
局所管理（LC）の設定画面で設定された修正係数の値が表示されます。

⑩
「局所管理 2(LC2)」テキストボック

ス(近接場設定時)

局所排気装置を 2つ設置している場合，局所管理（LC）の設定画面で，2つ目

の局所排気装置の種類に応じて，設定された修正係数の値が表示されます。

⑪
「表面汚染（Su）」テキストボック

ス

表面汚染（Su）の設定画面で設定された修正係数の値が表示されます。本項目

は近接場，非近接場で共通の値になります。

⑫
「分散（D）」テキストボックス(近

接場設定時)
分散（D）の設定画面で設定された修正係数の値が表示されます。

⑬
「活動依存（H）」テキストボックス

(非近接場設定時)
活動依存（H）の設定画面で設定した修正係数の値が表示されます。
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⑭
「局所管理 1(LC1)」テキストボック

ス(非近接場設定時)
局所管理（LC）の設定画面で設定された修正係数の値が表示されます。

⑮
「局所管理 2(LC2)」テキストボック

ス(非近接場設定時)

局所排気装置を 2つ設置している場合，局所管理（LC）の設定画面で，2つ目

の局所排気装置の種類に応じて，設定された修正係数の値が表示されます。

⑯
「発生源囲い込み（Seg）」テキスト

ボックス(非近接場設定時)
発生源囲い込み（Seg）の設定画面で設定した修正係数の値が表示されます。

⑰
「個人囲い込み（Sep）」テキストボ

ックス(非近接場設定時)
個人囲い込み（Sep）の設定画面で設定した修正係数の値が表示されます。

⑱
「分散（D）」テキストボックス(非

近接場設定時)
分散（D）の設定画面で設定した修正係数の値が表示されます。

⑲
修正係数「設定」ボタン(近接場設定

時)

修正係数「設定」ボタンをクリックすると，近接場の修正係数の設定画面に移

動します。近接場では，まず，物質依存（E）の設定画面が表示されます。次

のタスクの入力値を設定するためには，事前のタスクの設定をすべて終了して

いる必要があります。同様にタスク 2が未設定の場合，タスク 3，4 が，タス

ク 3が未設定の場合にはタスク 4の設定ボタンをクリックできません。

⑳
修正係数「設定」ボタン(非近接場設

定時)

修正係数「設定」ボタンをクリックすると，非近接場の修正係数の設定画面に

移動します。非近接場は，作業者の口元周辺 8m3以外に大きな発生源がある場

合に設定します。非近接場では，まず，活動依存（H）の設定画面が表示され

ます。同じタスクの近接場の修正係数が設定されていない場合には，非近接場

の設定ボタンをクリックできません。

設定ボタンが選択可能となっている場合に，ボタン上のカーソルを移動する

と，ボタン周辺に「非近接場は，作業者の口元周辺 8m3以外に大きな発生源が

ある場合に設定します。」とのメッセージが表示されます。

㉑ 「戻る」ボタン ボタンをクリックすると，トップ画面に戻ります。

㉒ ステータス表示 現在設定している状況を示します。各ステータスを強調表示で示します。

㉓ 「計算」ボタン 設定した修正係数に基づいて計算を行い，推定結果の表示画面を表示します。
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※修正係数について

SWEEsに含まれている修正係数の割り当ての根拠とその特徴について，表 4-1に示す。

表 4- 1 修正係数の割り当ての根拠と特徴

修正係数 略語 記号 情報発生源 特徴（3パターン分類）

物質依存排出ポテン

シャル

（Substance emission

potential）

物質依存 E 物理化学的特性に関する「第一法則」 A.近接場と非近接場で共通の値を

とる

活動依存排出ポテン

シャル

（ Activity emission

potential）

活動依存 H Calibration に用いた暴露データ，文

脈情報，および，専門家の判断

B.近接場と非近接場で個別の値を

とる

局所管理（Localized

control）

局所管理 LC ECEL データベース*，専門家の意見を

集約するためのワークショップ

B.近接場と非近接場で個別の値を

とる

発 生 源 囲 い 込 み

(Segregation)

発生源囲い

込み

Seg ECEL データベース*，専門家の判断 C.非近接場のみにかかる係数

個 人 囲 い 込 み

(Separation)

個人囲い込

み

Sep ECEL データベース*，専門家の判断 C.非近接場のみにかかる係数

表面汚染（ Surface

contamination）

表面汚染 Su 専門家の判断 A.近接場と非近接場で共通の値を

とる

分散 (Dispersion) 分散 D 2媒体ボックスモデルによるシミュレ

ーション

B.近接場と非近接場で個別の値を

とる

*ECEL データベース (Exposure Control Efficacy Library) は，吸入暴露管理対策の有効性を集約したエビデンスデータ

ベースである．労働衛生に関わる主要な学術誌 4 誌 (Annals of Occupational Hygiene, American Industrial Hygiene

Association Journal, Applied Occupational and Environmental Hygiene, Journal of Occupational and Environmental

Hygiene) から 90 の査読付き文献を選び出し，その文献から 433 個のデータを抽出して行われた暴露管理対策の有効性評

価が集約されている (Fransman et al. 2008)．

出典：Fransman et al. (2010) に特徴を追記．
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4.3.物質依存（E）の設定画面

図 4- 3 物質依存（E）の設定画面

ID 項目名 概要

① 「計算条件」 基本設定画面で設定した計算条件が表示されます。

②
「温度補正をしない場合」ラジオボ

タン

蒸気圧の温度補正をしない場合にチェックします。

チェックした場合には③蒸気圧が入力できる様になります。

③ 「蒸気圧」テキストボックス 蒸気圧の値を入力します。

④
「物質依存（E）の値」テキストボッ

クス

⑫計算ボタンをクリックした場合に，③蒸気圧から物質依存（E）の値を計算

し，値を表示します。

⑤
「混合溶媒中評価物質蒸気圧の計

算」チェックボックス

②温度補正をしない場合にチェックを入れている場合で，本チェックボックス

をチェックした場合に，モル分率，活量係数を用いて物質依存（E）の値を計

算します。

⑥ 「モル分率」テキストボックス
混合溶媒を考慮した物質依存（E）の値を計算する場合に，モル分率値を入力

します。

⑦ 「活量係数」テキストボックス
混合溶媒を考慮した物質依存（E）の値を計算する場合に，活量係数値を入力

します。
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⑧
「温度補正をする場合」ラジオボタ

ン

蒸気圧の温度補正をする場合にチェックします。

チェックした場合には⑥蒸気圧，⑦蒸気圧測定時の温度，⑧沸点，⑨作業場の

気温が入力できる様になります。

これらに値を入力した上で，⑫計算ボタンをクリックすると，⑩温度補正後の

蒸気圧，⑪物質依存（E）の値に計算結果を表示します。

⑨ 「蒸気圧」テキストボックス 蒸気圧の値を入力します。

⑩
「蒸気圧測定時の温度」テキストボ

ックス
蒸気圧を測定した際の温度を入力します。

⑪ 「沸点」テキストボックス 対象物質の沸点を入力します。

⑫ 「作業場の気温」テキストボックス 作業場の気温を入力します。

⑬
「温度補正後の蒸気圧」テキストボ

ックス

⑫計算ボタンをクリックした場合に，温度補正後の蒸気圧を計算し，値を表示

します。

⑭
「物質依存（E）の値」テキストボッ

クス

⑫計算ボタンをクリックした場合に，温度補正による物質依存（E）の値を計

算し，値を表示します。

⑮
「混合溶媒中評価物質蒸気圧の計

算」チェックボックス

⑧温度補正をする場合にチェックを入れている場合で，本チェックボックスを

チェックした場合に，モル分率，活量係数を用いて物質依存（E）の値を計算

します。

⑯ 「モル分率」テキストボックス
混合溶媒を考慮した物質依存（E）の値を計算する場合に，モル分率値を入力

します。

⑰ 「活量係数」テキストボックス
混合溶媒を考慮した物質依存（E）の値を計算する場合に，活量係数値を入力

します。

⑱ 「計算」ボタン

物質依存（E）の値を計算します。

②温度補正をしない場合にチェックが入っている場合は，③蒸気圧の値から，

物質依存（E）の値を計算します。計算結果は,④物質依存（E）の値に表示さ

れます。

⑤温度補正をする場合にチェックが入っている場合は，⑥蒸気圧，⑦蒸気圧測

定時の温度，⑧沸点，⑨作業場の気温の値から温度補正後の蒸気圧，物質依存

（E）の値を計算します。計算結果は⑩温度補正後の蒸気圧,⑪物質依存（E）

の値に表示されます。

⑲ 「戻る」ボタン 基本設定画面に戻ります。

⑳ ステータス表示
現在の設定状況をステータスバーで表示しています。近接場は，青色で示しま

す。

○21 「次へ」ボタン 活動依存（H）の設定画面に移動します。

※物質依存（E）の求め方
物質依存（E：物質依存排出ポテンシャル）は，物質の蒸気圧 P [Pa]より算出されます（次式参照）。
ただし，p >30,000 [Pa] では E＝1，P <10[Pa]では，E＝3.33×10-4と定められています。

たとえば，トルエンの場合，20℃での蒸気圧は，2,930 Pa (=22 mmHg) です。上記の式を用いて，物
質依存（E）＝2,930/30,000 =0.0977 と計算されます。
これは，30,000 ［Pa］の蒸気圧をもつ物質を扱うときより，作業者の曝露濃度が 0.0977倍小さくな
ることを意味しています。

また、混合物の場合は，モル分率χiと物質の活量係数γiを用いて混合物における物質 iの蒸気圧 Pi,mix
を算出することができる。物質の活量係数は，xIUNIFAC*1モデルを使用して算出する（次式）。
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混合物の場合の上記の物質依存排出ポテンシャル（Ei）は，次式で算出することができる。

※1.xIUNIFACモデル 参考文献

Randhol, P. and Engelien H.K. (2000) xlUNIFAC, a Computer Program for Calculation of Liquid

Activity Coefficients Using the UNIFAC Model.

※蒸気圧の温度補正について

作業時の物質の蒸気圧が不明の場合には，温度 Tの時の物質の蒸気圧 Pi (Ｔ)をクラウジウス・クラペイ
ロン(Clausius-Clapeyron)の式より算出します。
























TTR

HpTp
p

v
ii

11exp)( �

ここで，Pi：物質 iの温度Ｔpのときの蒸気圧

R：気体定数 8.314［J/K ・ mol］
⊿Ｈv：蒸発エンタルピー













BTT

pR
11

1
101325

lnH

2

2
v

 
�

ここで，P2：温度 T2のときの蒸気圧
TB：物質 iの沸点
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4.4.活動依存（H）の液体ミスト設定画面

4.4.1. 液体の噴霧

図 4- 4 活動依存（H）の液体ミスト設定画面

ID 項目名 概要

① 「計算条件」 基本設定画面で設定した計算条件が表示されます。

② 「作業分類」ラジオボタン
業務内容に該当するものを作業分類の中から選択します。「液体の噴霧」を選択した

場合， 図 4- 4 に示す「作業のサブ分類画面」が表示されます

③
作業のサブ分類「表面噴霧」

ラジオボタン
作業のサブ分類が「表面噴霧」の場合に選択します。

④
作業のサブ分類「空間噴霧」

ラジオボタン
作業のサブ分類が「空間噴霧」の場合に選択します。

⑤
「ユーザー入力」テキストボ

ックス

ユーザーがスコア値を入力したい場合には，本テキストボックスに値を入力します。

入力値の範囲はそれぞれ以下の通りです。

噴霧速度 ユーザー入力：0.01～30

噴霧方向 ユーザー入力：0.03～30

噴霧技術 ユーザー入力：0.1～30

噴霧領域 ユーザー入力：0.1～100

⑥ スコア設定ラジオボタン
③を選択している場合に選択できます。選択部に対応するスコアの積が活動依存（H）

の修正係数となります。

⑦ スコア設定ラジオボタン
④を選択している場合に選択できます。選択部に対応するスコアが活動依存（H）の修

正係数となります。

⑧ 「戻る」ボタン 活動依存（H）の修正係数が設定されず,物質依存（E）の設定画面に戻ります。
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⑨ 「次へ」ボタン 活動依存（H）の修正係数が設定され,設定局所管理（LC）の設定画面に移動します。

4.4.2. 開放表面・液溜めでの処理

図 4- 5 活動依存（H）の液体ミスト設定画面

ID 項目名 概要

① 「計算条件」 基本設定画面で設定した計算条件が表示されます。

② 「作業分類」ラジオボタン
業務内容に該当するものを作業分類の中から選択します。「開放表面・液溜めでの

処理」を選択した場合，図 4-5に示す「作業のサブ分類画面」が表示されます。

③
作業のサブ分類「撹拌なし」

ラジオボタン
作業のサブ分類が「撹拌なし」の場合に選択します。

④
作業のサブ分類「撹拌あり」

ラジオボタン
作業のサブ分類が「撹拌あり」の場合に選択します。

⑤
「ユーザー入力」テキストボッ

クス

ユーザーがスコア値を入力したい場合には，本テキストボックスに値を入力します。

入力値の範囲はそれぞれ以下の通りです。

攪拌なし 開放面積 ユーザー入力：0.0001～3

攪拌あり 解放面積 ユーザー入力：0.0001～3

⑥ スコア設定ラジオボタン
③を選択している場合に選択できます。対応するスコアが活動依存（H）の修正係数

になります。

⑦ スコア設定ラジオボタン
④を選択している場合に選択できます。対応するスコアが活動依存（H）の修正係数

になります。

⑧ 「戻る」ボタン 活動依存（H）の修正係数が設定されず,物質依存（E）の設定画面に戻ります。
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⑨ 「次へ」ボタン 活動依存（H）の修正係数が設定され,局所管理（LC）の設定画面に移動します。

4.4.3. 評価物質に汚染された固形物の処理

図 4- 6 活動依存（H）の液体ミスト設定画面

ID 項目名 概要

① 「計算条件」 基本設定画面で設定した計算条件が表示されます。

② 「作業分類」ラジオボタン

業務内容に該当するものを作業分類の中から選択します。「評価物質*1に汚染され

た固形物の処理」を選択した場合，図 4-6に示す「作業のサブ分類画面」が表示
されます。

③
「ユーザー入力」テキストボ

ックス

ユーザーがスコア値を入力したい場合には，本テキストボックスに値を入力しま

す。

入力値の範囲はそれぞれ以下の通りです。

汚染面積 ユーザー入力：0.0001～3

汚染率 ユーザー入力：0.01～10

④ スコア設定ラジオボタン
対応するものを 1つ選択します。③汚染面積*2と④汚染率*3に対応するスコアの積

が活動依存（H）の修正係数になります。

⑤ スコア設定ラジオボタン
対応するものを 1つ選択します。③汚染面積*2と④汚染率*3に対応するスコアの積

が活動依存（H）の修正係数になります。

⑥ 「戻る」ボタン 活動依存（H）の修正係数が設定されず,物質依存（E）の設定画面に戻ります。

⑦ 「次へ」ボタン 活動依存（H）の修正係数が設定され,局所管理（LC）の設定画面に移動します。

（表注）*1：評価物質：計算条件で取り上げた SWEEs で評価する物質のこと。この例では，トルエン (toluene) のこと。

*2：汚染面積：固形物の表面積

*3：汚染率：評価物質が固形物の表面積に付着している割合
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4.4.4. 液体製品の塗布

図 4- 7 活動依存（H）の液体ミスト設定画面

ID 項目名 概要

① 「計算条件」 基本設定画面で設定した計算条件が表示されます。

② 「作業分類」ラジオボタン
業務内容に該当するものを作業分類の中から選択します。「液体製品の塗布」を

選択した場合，図 4-7に示す「作業のサブ分類画面」が表示されます。

③
「ユーザー入力」テキストボッ

クス

ユーザーがスコア値を入力したい場合には，本テキストボックスに値を入力しま

す。

入力値の範囲はそれぞれ以下の通りです。

塗布速度 ユーザー入力：0.0001～3

④ スコア設定ラジオボタン
対応するものを 1つ選択します。選択した項目に対応するスコアが活動依存（H）

の修正係数になります。

⑤ 「戻る」ボタン 活動依存（H）の修正係数が設定されず,物質依存（E）の設定画面に戻ります。

⑥ 「次へ」ボタン 活動依存（H）の修正係数が設定され,局所管理（LC）の設定画面に移動します。
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4.4.5. 超高速での液体使用

図 4- 8 活動依存（H）の液体ミスト設定画面

ID 項目名 概要

① 「計算条件」 基本設定画面で設定した計算条件が表示されます。

② 「作業分類」ラジオボタン
業務内容に該当するものを作業分類の中から選択します。「超高速での液体使用」

を選択した場合，図 4-8に示す「作業のサブ分類画面」が表示されます。

③
「ユーザー入力」テキストボッ

クス

ユーザーがスコア値を入力したい場合には，本テキストボックスに値を入力しま

す。

入力値の範囲はそれぞれ以下の通りです。

攪拌範囲 ユーザー入力：0.1～30

外気との接触程度 ユーザー入力：0.03～10

④ スコア設定ラジオボタン
対応するものを 1つ選択します。④撹拌範囲*と，⑤外気との接触程度の項目に対

応するスコアの積が活動依存（H）の修正係数になります。

⑤ スコア設定ラジオボタン
対応するものを 1つ選択します。④撹拌範囲*と，⑤外気との接触程度の項目に対

応するスコアの積が活動依存（H）の修正係数になります。

⑥ 「戻る」ボタン 活動依存（H）の修正係数が設定されず,物質依存（E）の設定画面に戻ります。

⑦ 「次へ」ボタン 活動依存（H）の修正係数が設定され,局所管理（LC）の設定画面に移動します。
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4.5.活動依存（H）の液体蒸気設定画面

4.5.1. 液体の噴霧

図 4- 9 活動依存（H）の液体蒸気設定画面

ID 項目名 概要

① 「計算条件」 基本設定画面で設定した計算条件が表示されます。

② 「作業分類」ラジオボタン
業務内容に該当するものを作業分類の中から選択します。「液体の噴霧」を選択し

た場合，図 4-9に示す「作業のサブ分類画面」が表示されます。

③
作業のサブ分類「表面噴霧」

ラジオボタン
作業のサブ分類が「表面噴霧」の場合に選択します。

④
作業のサブ分類「空間噴霧」

ラジオボタン
作業のサブ分類が「空間噴霧」の場合に選択します。

⑤
「ユーザー入力」テキストボ

ックス

ユーザーがスコア値を入力したい場合には，本テキストボックスに値を入力します。

入力値の範囲はそれぞれ以下の通りです。

噴霧速度 ユーザー入力：0.01～30

噴霧方向 ユーザー入力：0.03～30

噴霧技術 ユーザー入力：0.1～30

噴霧領域 ユーザー入力：0.1～100

⑥ スコア設定ラジオボタン
③を選択している場合に選択できます。選択部に対応するスコアの積が活動依存（H）

の修正係数となります。

⑦ スコア設定ラジオボタン
④を選択している場合に選択できます。選択部に対応するスコアが活動依存（H）の

修正係数となります。
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⑧ 「戻る」ボタン 活動依存（H）の修正係数が設定されず,物質依存（E）の設定画面に戻ります。

⑨ 「次へ」ボタン 活動依存（H）の修正係数が設定され,局所管理（LC）の設定画面に移動します。

4.5.2. 開放表面・液溜めでの処理

図 4- 10 活動依存（H）の液体蒸気設定画面

ID 項目名 概要

① 「計算条件」 基本設定画面で設定した計算条件が表示されます。

② 「作業分類」ラジオボタン
業務内容に該当するものを作業分類の中から選択します。「開放表面・液溜めでの

処理」を選択した場合，図 4-10に示す「作業のサブ分類画面」が表示されます。

③
作業のサブ分類「影響物なし」

ラジオボタン
作業のサブ分類が「影響物なし」の場合に選択します。

④
作業のサブ分類「攪拌中の表

面」ラジオボタン
作業のサブ分類が「攪拌中の表面」の場合に選択します。

⑤
「ユーザー入力」テキストボッ

クス

ユーザーがスコア値を入力したい場合には，本テキストボックスに値を入力します。

入力値の範囲はそれぞれ以下の通りです。

攪拌なし 開放面積 ユーザー入力：0.001～3

攪拌あり 開放面積 ユーザー入力：0.003～10

⑥ スコア設定ラジオボタン
③を選択している場合に選択できます。対応するスコアが活動依存（H）の修正係数

になります。

⑦ スコア設定ラジオボタン ④を選択している場合に選択できます。対応するスコアが活動依存（H）の修正係数
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になります。

⑧ 「戻る」ボタン 活動依存（H）の修正係数が設定されず,物質依存（E）の設定画面に戻ります。

⑨ 「次へ」ボタン 活動依存（H）の修正係数が設定され,局所管理（LC）の設定画面に移動します。

4.5.3. 評価物質に汚染された固形物の処理

図 4- 11 活動依存（H）の液体蒸気設定画面

ID 項目名 概要

① 「計算条件」 基本設定画面で設定した計算条件が表示されます。

② 「作業分類」ラジオボタン

業務内容に該当するものを作業分類の中から選択します。「評価物質に汚染された固

形物の処理」を選択した場合，図 4-11に示す「作業のサブ分類画面」が表示されま
す。

③
「ユーザー入力」テキスト

ボックス

ユーザーがスコア値を入力したい場合には，本テキストボックスに値を入力します。

入力値の範囲はそれぞれ以下の通りです。

汚染面積 ユーザー入力：0.0001～3

汚染率 ユーザー入力：0.01～10

④ スコア設定ラジオボタン
対応するものを 1つ選択します。④と⑤に対応するスコアの積が活動依存（H）の修正

係数になります。

⑤ スコア設定ラジオボタン
対応するものを 1つ選択します。④と⑤に対応するスコアの積が活動依存（H）の修正

係数になります。

⑥ 「戻る」ボタン 活動依存（H）の修正係数が設定されず,物質依存（E）の設定画面に戻ります。
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⑦ 「次へ」ボタン 活動依存（H）の修正係数が設定され,局所管理（LC）の設定画面に移動します。

4.5.4. 液体製品の塗布

図 4- 12 活動依存（H）の液体蒸気設定画面

ID 項目名 概要

① 「計算条件」 基本設定画面で設定した計算条件が表示されます。

② 「作業分類」ラジオボタン
業務内容に該当するものを作業分類の中から選択します。「液体製品の塗布」を選

択した場合，図 4-12に示す「作業のサブ分類画面」が表示されます。

③
「ユーザー入力」テキストボ

ックス

ユーザーがスコア値を入力したい場合には，本テキストボックスに値を入力します。

入力値の範囲は以下の通りです。

塗布速度 ユーザー入力：0.0001～3

④ スコア設定ラジオボタン
対応するものを 1つ選択します。選択した項目に対応するスコアが活動依存（H）の

修正係数になります。

⑤ 「戻る」ボタン 活動依存（H）の修正係数が設定されず,物質依存（E）の設定画面に戻ります。

⑥ 「次へ」ボタン 活動依存（H）の修正係数が設定され,局所管理（LC）の設定画面に移動します。
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4.5.5. 超高速での液体使用

図 4- 13 活動依存（H）の液体蒸気設定画面

ID 項目名 概要

① 「計算条件」 基本設定画面で設定した計算条件が表示されます。

② 「作業分類」ラジオボタン
業務内容に該当するものを作業分類の中から選択します。「超高速での液体使用」

を選択した場合，図 4-13に示す「作業のサブ分類画面」が表示されます。

③
「ユーザー入力」テキストボッ

クス

ユーザーがスコア値を入力したい場合には，本テキストボックスに値を入力しま

す。

入力値の範囲はそれぞれ以下の通りです。

攪拌範囲 ユーザー入力：0.1～30

外気との接触程度 ユーザー入力：0.03～10

④ スコア設定ラジオボタン
対応するものを 1つ選択します。④,⑤の項目に対応するスコアの積が活動依存（H）

の修正係数になります。

⑤ スコア設定ラジオボタン
対応するものを 1つ選択します。④,⑤の項目に対応するスコアの積が活動依存（H）

の修正係数になります。

⑥ 「戻る」ボタン 活動依存（H）の修正係数が設定されず,物質依存（E）の設定画面に戻ります。

⑦ 「次へ」ボタン 活動依存（H）の修正係数が設定され,局所管理（LC）の設定画面に移動します。
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4.6.局所管理（LC）の設定画面

図 4- 14 局所管理（LC）の設定画面

ID 項目名 概要

① 「計算条件」 基本設定画面で設定した計算条件が表示されます。

② LC1 ラジオボタン
対応するものを 1つ選択します。選択したものに対応するスコアが LC1 の修正係数と

なります。デフォルトは,対策なしとなっています。

③ LC2 ラジオボタン

所排気装置を 2つ設置している場合に，対応するものを 1つ選択します。選択したも

のに対応するスコアが LC2 の修正係数となります。デフォルトは,対策なしとなってい

ます。

④
「ユーザー入力」テキストボ

ックス

ユーザーがスコア値を入力したい場合には，本テキストボックスに値を入力します。

入力値の範囲はそれぞれ以下の通りです。

ユーザー入力 1：0.00001～10

ユーザー入力 2：0.00001～10

⑤ 「戻る」ボタン 局所管理（LC）の修正係数が設定されず,活動依存（H）の設定画面に戻ります。

⑥ 「次へ」ボタン 局所管理（LC）の修正係数が設定され,表面汚染（Su）の設定画面に移動します。

(表注) 局所管理の分類は，表 5-1（p.47）を参考にしてください。
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4.7.表面汚染（Su）の設定画面（近接場設定時）

図 4- 15 表面汚染（Su）の設定画面

ID 項目名 概要

① 「計算条件」 基本設定画面で設定した計算条件が表示されます。

②
「ユーザー入力」テキスト

ボックス

ユーザーがスコア値を入力したい場合には，本テキストボックスに値を入力します。

入力値の範囲は以下の通りです。

ユーザー入力：0.0001～0.1

③ スコア設定ラジオボタン
対応するものを 1つ選択します。選択した項目に対応するスコアが表面汚染 （Su）

の修正係数になります。デフォルトは,表面汚染なしとなっています。

④ 「戻る」ボタン 表面汚染（Su）の修正係数が設定されず,局所管理（LC）の設定画面に戻ります。

⑤ 「次へ」ボタン 表面汚染（Su）の修正係数が設定され,分散（D）の設定画面に移動します。

4 5

1

2

3



27

4.8.分散（D）の設定画面

近接場の分散に関する修正係数（Dnf）は，タスクの作業時間が 60分以下は短期曝露に相当するスコア，
60 分より大きい場合は長期曝露に相当するスコアが割り当てられるため，基本設定で入力した作業時間

に応じて，スコアが異なる画面が表示されます。

4.8.1. 作業時間が 60 分以下の場合

図 4- 16 分散（D）の設定画面（作業時間が 60 分以下の場合）

ID 項目名 概要

① 「計算条件」 基本設定画面で設定した計算条件が表示されます。

②
「1 時間あたりの換気回数

[ACH]」ラジオボタン

1時間あたりの換気回数を選択します。選択したラジオボタンの列が青色表示さ

れます。②の列と③を行が交わるセル(上図では 1.4)が分散（D）の修正係数に

なります。デフォルトは,3 回となっています。

③
「作業場の体積[m^3]」ラジオ

ボタン

作業場の体積に最も近い値を選択します。選択したラジオボタンの行が青色表

示されます。②の列と③を行が交わるセルが分散（D）の修正係数になります。

デフォルトは,300m3となっています。

④ 「戻る」ボタン 分散（D）の修正係数が設定されず,表面汚染（Su）設定画面に戻ります。

⑤ 「設定」ボタン 分散（D）の修正係数が設定され,基本設定画面に移動します。

1

2

3
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4.8.2. 作業時間が 60 分を超える場合

図 4- 17 分散（D）の設定画面（作業時間が 60 分を超える場合）

ID 項目名 概要

① 「計算条件」 基本設定画面で設定した計算条件が表示されます。

②
「1 時間あたりの換気回数

[ACH]」ラジオボタン

1時間あたりの換気回数を選択します。選択したラジオボタンの列が青色表示

されます。②の列と③を行が交わるセル(上図では 1.6)が分散（D）の修正係数

になります。デフォルトは,3回となっています。

③
「作業場の体積[m^3]」ラジオ

ボタン

作業場の体積に最も近い値を選択します。選択したラジオボタンの行が青色表

示されます。②の列と③を行が交わるセルが分散（D）の修正係数になります。

デフォルトは,300m3となっています。

④ 「戻る」ボタン 分散（D）の修正係数が設定されず,表面汚染（Su）設定画面に戻ります。

⑤ 「設定」ボタン 分散（D）の修正係数が設定され, 基本設定画面に移動します。

1

2
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4.9.発生源囲い込み（Seg）の設定画面（非近接場設定時）

図 4- 18 発生源囲い込み（Seg）の設定画面

ID 項目名 概要

① 「計算条件」 基本設定画面で設定した計算条件が表示されます。

②
「ユーザー入力」テキ

ストボックス

ユーザーがスコア値を入力したい場合には，本テキストボックスに値を入力します。

入力値の範囲は以下の通りです。

ユーザー入力：0.01～10

③
スコア設定ラジオボ

タン

対応するものを 1つ選択します。選択したスコアが発生源囲い込み（Seg）の修正係数になりま

す。デフォルトは,対策なしとなっています。

④ 「戻る」ボタン 発生源囲い込み（Seg）の修正係数が設定されず,局所管理（LC）の設定画面に戻ります。

⑤ 「次へ」ボタン 発生源囲い込み（Seg）の修正係数が設定され,個人囲い込み（Sep）の設定画面に移動します。

2
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4.10.個人囲い込み（Sep）の設定画面（非近接場設定時）

図 4- 19 個人囲い込み（Sep）の設定画面

ID 項目名 概要

① 「計算条件」 基本設定画面で設定した計算条件が表示されます。

②
「ユーザー入力」テキ

ストボックス

ユーザーがスコア値を入力したい場合には，本テキストボックスに値を入力します。

入力値の範囲は以下の通りです。

噴霧速度 ユーザー入力：0.01～10

③
スコア設定ラジオボ

タン

対応するものを 1つ選択します。選択したスコアが個人囲い込み（Sep）の修正係数となりま

す。デフォルトは,対策なしとなっています。

④ 「戻る」ボタン 個人囲い込み（Sep）の修正係数が設定されず,発生源囲い込み（Seg）の設定画面に戻ります。

⑤ 「次へ」ボタン 個人囲い込み（Sep）の修正係数が設定され,分散（D）の設定画面に移動します。
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4.11.非近接場での分散（D）の設定画面

非近接場の分散に関する修正係数（Dff）は，タスクの作業時間が 60 分以下は短期曝露に相当するスコ

ア，60 分より大きい場合は長期曝露に相当するスコアが割り当てられるため，基本設定で入力した作業

時間に応じて，スコアが異なる画面が表示されます。

4.11.1. 作業時間が 60 分以下の場合

図 4- 20 分散（D）の設定画面(作業時間が 60 分以下の場合）

ID 項目名 概要

① 「計算条件」 基本設定画面で設定した計算条件が表示されます。

②
「1 時間あたりの換気回

数[ACH]」ラジオボタン

1時間あたりの換気回数を選択します。選択したラジオボタンの列が緑色表示されます。

②の列と③を行が交わるセル(上図では 0.4)が分散（D）の修正係数になります。デフォル

トは,3 回となっています。

③
「作業場の体積[m^3]」

ラジオボタン

作業場の体積に最も近い値を選択します。選択したラジオボタンの行が緑色表示されま

す。②の列と③を行が交わるセルが分散（D）の修正係数になります。デフォルトは,300m3

となっています。

④ 「戻る」ボタン 分散（D）の修正係数が設定されず,個人囲い込み（Sep）の設定画面に戻ります。

⑤ 「設定」ボタン 分散（D）の修正係数が設定され,基本設定画面に移動します。
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4.11.2. 作業時間が 60 分を超える場合

図 4- 21 分散（D）の設定画面(作業時間が 60 分を超える場合）

ID 項目名 概要

① 「計算条件」 基本設定画面で設定した計算条件が表示されます。

②
「1 時間あたりの換気回数

[ACH]」ラジオボタン

1時間あたりの換気回数を選択します。選択したラジオボタンの列が緑色表示されま

す。②の列と③を行が交わるセル(上図では 0.6)が分散（D）の修正係数になります。

デフォルトは,3 回となっています。

③
「作業場の体積[m^3]」ラジオボ

タン

作業場の体積に最も近い値を選択します。選択したラジオボタンの行が緑色表示され

ます。②の列と③を行が交わるセルが分散（D）の修正係数になります。デフォルト

は,300m3となっています。

④ 「戻る」ボタン 分散（D）の修正係数が設定されず,個人囲い込み（Sep）の設定画面に戻ります。

⑤ 「設定」ボタン 分散（D）の修正係数が設定され,基本設定画面に移動します。
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4.12.推定結果の表示画面

図 4- 22 推定結果の表示画面

ID 項目名 概要

① 基本情報
基本情報として，解析シナリオ名，物質名，物質形態を表示します。これらは基本設

定画面で入力，選択したものが表示されます。

②
「曝露濃度の推定値」テキストボッ

クス

基本設定画面で表示されている各修正係数を使用して計算された曝露濃度の推定値が

表示されます。これは，事前分布の幾何平均値を示します。

③ 「90%信頼区間」テキストボックス 曝露濃度の推定値の 90%信頼区間の下限値(5%)，上限値(95%)を表示します。

④
「観測値により補正を行う」チェッ

クボックス

チェックボックスにチェックを入れると観測データ情報の入力ができる様になりま

す。観測データ情報を入力し，⑩実行ボタンをクリックする事により，補正後の曝露

濃度の推定値，補正後の幾何標準偏差を計算し，⑤，⑥に値が表示されます。また，

⑨推定分布の「補正後(事後分布)」にチェックが入っている場合には，事後分布のグ

ラフが表示されます。

観測データとして，観測値の数，幾何平均値[mg/m3]，幾何標準偏差を入力します。観

測データの幾何平均と幾何標準偏差は，p.60 を参考にしてください。

⑤
「補正後の曝露濃度の推定値(幾何

平均値)」テキストボックス
補正後の曝露濃度の幾何平均値（幾何標準偏差）が表示されます。

⑥
「補正後の幾何標準偏差」テキスト

ボックス

④でチェックを入れ，観測データ情報を入力の上，⑩実行ボタンをクリックすると，

対応する値が表示されます。

7

1

2

3

4

5

6

8 9

10

11 12



34

ID 項目名 概要

⑦ 曝露濃度の分布グラフ

補正前，補正後の確率分布を表示します。表示方法は，⑧で確率密度分布と累積確率

密度分布が選べます。また，⑨でチェックした分布を重ね合わせることができます。

マウスの操作により,グラフの拡大，縮小等を行うことができます。

⑧ 「表示方法」ラジオボタン 確率密度分布，累積確率密度分布を選択します。選択した形式でグラフ表示されます。

⑨ 「推定分布」チェックボックス

チェックした分布(事前分布，事後分布，尤度関数)をグラフ表示します。⑧表示方法，

⑨推定分布の選択項目を変更した場合には，⑩実行ボタンをクリックする事により，

対象のグラフが表示されます。

⑩ 「実行」ボタン

グラフ表示を行います。④にチェックを入れ，観測データに値を入力した際や，⑧表

示方法，⑨推定分布の選択項目を変更した場合には，実行ボタンをクリックする事に

より，グラフ内容が更新されます。

⑪ 「戻る」ボタン 基本設定画面に戻ります。

⑫ 「レポート」ボタン レポート画面に移動します。
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4.13.レポート画面

入力値，出力値の一覧となります。ここで，近接場に関する修正係数は青で，非近接場に関する修正係

数は緑で，どちらにも共通の値は，白で表示しています。また，各表示項目で，文字数が多く画面に入

りきらない場合には，意味の分かる範囲で文字数を少なくした文言を表示しています。

図 4- 23 レポート画面
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ID 項目名 概要

① 基本情報
基本情報として，解析シナリオ名，物質名，物質形態を表示します。これらは基本設定画面で入

力，選択したものが表示されます。

② 作業状況
作業状況として，総作業時間，タスク 1～タスク 4作業時間が表示されます。これらは基本設定

画面で入力された値が表示されます。

③ 活動依存（H）

活動依存（H）の設定画面で設定した項目が表示されます。具体的には作業分類，作業のサブ分

類，カテゴリー変数，スコアが表示されます。複数のタスクに関して入力した場合には，それぞ

れのタスクについて内容が表示されます。

※各表示項目で，表示すべき文言の文字数が多く画面に入りきらない場合には，意味の分かる範

囲で文字数を少なくした文言を表示します。

④ 物質依存（E）

物質依存（E）の設定画面で設定した項目が表示されます。具体的には蒸気圧の補正の有無,蒸気

圧の測定値[Pa]，測定時の温度[K],沸点[K],作業場の気温[K],補正後の蒸気圧[Pa],スコアが表

示されます。複数のタスクに関して入力した場合には，それぞれのタスクについて内容が表示さ

れます。

⑤ 局所管理（LC）

局所管理（LC）の設定画面で設定した項目が表示されます。具体的にはカテゴリー変数，スコア

が表示されます。複数のタスクに関して入力した場合には，それぞれのタスクについて内容が表

示されます。複数のタスクに関して入力した場合には，それぞれのタスクについて内容が表示さ

れます。

⑥ 表面汚染（Su）

表面汚染（Su）の設定画面で設定した項目が表示します。具体的には，カテゴリー，スコアが表

示されます。複数のタスクに関して入力した場合には，それぞれのタスクについて内容が表示さ

れます。本項目は近接場，非近接場に共通の修正係数です。

⑦ 分散（D）

分散（D）の設定画面で設定した項目を表示します。具体的には，換気回数[1/h]，部屋の体積[m3]，

スコアを表示します。複数のタスクに関して入力した場合には，それぞれのタスクについて内容

が表示されます。

⑧ 発生源囲い込み（Seg）

発生源囲い込み（Seg）の設定画面で設定した項目を表示します。具体的には，カテゴリー変数，

スコアを表示します。複数のタスクに関して入力した場合には，それぞれのタスクについて内容

が表示されます。

⑨ 個人囲い込み（Sep）

個人囲い込み（Sep）の設定画面で設定した項目を表示します。具体的には，カテゴリー変数，

スコアが表示されます。複数のタスクに関して入力した場合には，それぞれのタスクについて内

容が表示されます。本項目は非近接場の修正係数設定時のみの項目です。

⑩ 「csv 出力」ボタン
レポート画面に表示されている項目(グラフ情報を除く)を csv 形式で出力します。本 csv ファイ

ルはトップ画面のファイル読み込みボタンクリック時に読み込む事ができます。

⑪ 「印刷」ボタン
レポート画面の内容を印刷する事ができます。印刷実行時には，入力項目と推定結果の 2枚が印

刷されます。 ※印刷設定時には A4 横に設定する必要があります。

⑫ 曝露濃度の推定値
推定結果の表示画面で計算された事前分布推定時情報(曝露濃度の推定値[mg/m3]，90%信頼区間，

幾何標準偏差，ART スコア*1，lnα*2)を表示します。

⑬ 観測値による補正

推定結果の表示画面で観測データ項目(観測値の数，幾何平均値，幾何標準偏差)のいずれにも値

が入っている場合にはそれらの値を表示します。値が入っていない場合には，観測値の数，幾何

平均値，幾何標準偏差の値は 0が表示されます。

本画面で観測データ項目の観測値の数，幾何平均値，幾何標準偏差のいずれか値をダブルクリッ

クすると，観測データの設定ダイアログが表示され，各値を入力する事ができます。入力後，設

定ボタンをクリックすると，レポート画面に値を反映するとともに，補正後の曝露濃度推定値，

補正後の幾何標準偏差の各値を計算，表示し，事後分布のグラフを表示します。

⑭
補正後の曝露濃度推定

値(幾何平均値)

観測値による補正の各値を入力した際に事後推定を行い，補正後の曝露濃度推定値，幾何標準偏

差の各値を表示します。

⑮ 補正後の幾何標準偏差
観測値による補正の各値を入力した際に事後推定を行い，補正後の曝露濃度推定値，幾何標準偏

差の各値を表示します。

⑯ グラフ ⑰推定分布，⑱表示方法で選択した内容に従い，グラフ表示を行います。選択パターンによるグ
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ID 項目名 概要

ラフの表示内容については，以下※グラフの表示内容を参照下さい。

⑰
「推定分布」チェック

ボックス

グラフ表示する内容を選択します。事前分布にチェックを入れた場合は事前分布，事後分布にチ

ェックを入れた場合は事後分布，尤度関数にチェックを入れた場合には，尤度関数のグラフをそ

れぞれ表示します。但し，事前分布を選択し，且つ，表示方法で累積確率密度分布を選択した場

合には，二次元確率論的曝露濃度分布を表示します。

⑱
「表示方法」ラジオボ

タン
グラフ表示方法を，確率密度分布，累積確率密度分布から選択できます。

（表注）*1: ART スコア：個人曝露濃度に相関のある値。曝露関連情報をスコア化することにより，得られる。

*2: lnα：ART スコアと個人暴露濃度の回帰式を表す混合効果モデルの切片。
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※グラフの表示内容

(a)表示方法：確率密度分布を選択した場合

a-1)推定分布：事前分布を選択した場合

事前分布の確率密度分布を表示します。

a-2)推定分布：事前分布, 事後分布を選択した場合

事前分布，事後分布の確率密度分布を表示します。

a-3)推定分布：事前分布，事後分布，尤度関数を選択した場合

事前分布，事後分布, 尤度関数の確率密度分布を表示します。

a-4)推定分布：いずれも選択していない場合

グラフ上に何も表示されません。

(b)表示方法：累積確率密度分布を選択した場合

b-1)推定分布：事前分布を選択した場合

事前分布に関して二次元確率論的曝露濃度分布とその 90％信頼区間グラフを表示します。

b-2)推定分布：事前分布, 事後分布を選択した場合

事前分布，事後分布の累積確率密度分布を表示します。

b-3)推定分布：事前分布，事後分布，尤度関数を選択した場合

事前分布，事後分布, 尤度関数の累積確率密度分布を表示します。

b-4)推定分布：いずれも選択していない場合グラフ上に何も表示されません。

図 4- 24 表示方法：確率密度分布を選択した場合のグラフ例

a-1 a-2

a-3
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図 4- 25 表示方法：累積確率密度分布を選択した場合のグラフ例

4.14.観測データの設定画面

観測データの設定画面は、推定結果のレポート表示画面の「観測値による補正」の観測値の数，幾何

平均値，幾何標準偏差の値のいずれかをダブルクリックします。観測データの設定画面が立ち上がりま

す。

図 4- 26 観測データの設定画面

b-1 b-2

b-3
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図 4- 27 観測データの設定画面

ID 項目名 概要

① 「観測値の数」テキストボックス 観測データの数を入力します。

② 「幾何平均値」テキストボックス 観測データの幾何平均値を入力します

③ 「幾何標準偏差」テキストボックス 観測データの幾何標準偏差を入力します。

④ 「キャンセル」ボタン 設定された値がキャンセルされます。

⑤ 「設定」ボタン 変更された観測値の数，幾何平均値，幾何標準偏差の値が設定されます。

1

2

3
4 5
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4.15. csv ファイル出力

csv ファイルに出力される項目は以下の通りとします。なお，各項目に値がない場合(例えばタスク 1の

情報のみを入力した場合のタスク 2～4 の各値)は，その部分には”-“(ハイフン)を出力します。また，

出力項目のうち，観測データ，事後分布推定の各項目に値がない場合には，csv には 0 として出力します。

出力項目：

・解析シナリオ名

・物質名

・物質形態

・総作業時間

・作業時間

・物質依存（E）情報

・活動依存（H）情報

・局所管理 1(LC1) 情報

・局所管理 2(LC2) 情報

・発生源囲い込み（Seg）情報

・個人囲い込み（Sep）情報

・表面汚染（Su）情報

・分散（D）情報

・事前分布推定(推定濃度，90%信頼区間下限値，90%信頼区間上限値，幾何平均値，ART スコア，lnα)

・観測データ(幾何平均値，幾何標準偏差，観測値の数)

・事後分布推定(曝露濃度推定値，幾何標準偏差)

以下に csv ファイルイメージについて示します。なお，下記イメージの右側の#以降は説明の為に付記し

ているものであり，実際の csv ファイルには出力されません。

#基本設定 # 基本設定
解析シナリオ,物質名,物質形態 # 記載項目
Scenario1,toluene,液体蒸気

#作業状況 # 作業状況(作業時間)
総作業時間,タスク 1時間,タスク 2時間,タスク 3時間,タスク 4時間 # 記載項目
480,17,5,-,-

#物質依存（E） # 物質依存修正係数
タスク No.,蒸気圧の補正,蒸気圧の測定値[Pa],測定時の温度[K],沸点[K],作業場の気温[K],補正後蒸気圧[Pa],混合溶媒,
モル分率,活量係数,スコア
1,無,2930,-,-,-,-,無,-,-,0.097667
2,有,2930,293,384,308,6069,無,-,-,0.2023
3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
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図．csv ファイル例

#活動依存(H) # 活動依存修正係数
タスクNo.,作業分類(近接場),作業のサブ分類,カテゴリー変数 1,カテゴリー変数 2,スコア,作業分類(非近接場),作業のサ
ブ分類,カテゴリー変数 1,カテゴリー変数 2,スコア # 記載項目
1,液体の噴霧,表面噴霧,噴霧速度[L/min],x ≧ 3,3,汚染された固形物の処理,-,汚染面積[㎡],x ≧ 3,0.3 # タスク 1に
関する値

,,表面噴霧,噴霧方向,水平又は垂直方向,1,,-,汚染率[%],x ≧ 90,1
,,表面噴霧,噴霧技術,高い,3,,-,-,-,-
2,汚染された固形物の処理,-,汚染面積[㎡],x ≧ 3,0.3,-,-,-,-,- # タスク 2に関する値
,,-,汚染率[%],x ≧ 90,1,,-,-,-,-
,,-,-,-,-,,-,-,-,-
3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,- # タスク 3に関する値
,,-,-,-,-,,-,-,-,-
,,-,-,-,-,,-,-,-,-
4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,- # タスク 4に関する値
,,-,-,-,-,,-,-,-,-
,,-,-,-,-,,-,-,-,-

#局所管理(LC) # 局所管理修正係数
タスクNo.,LC,カテゴリー変数(近接場),スコア,カテゴリー変数(非近接場),スコア # 記載項目
1,LC1,その他のブース式フード,0.1,その他のブース式フード,0.1 # タスク 1に関する値
,LC2,対策なし,1,対策なし,1
2,LC1,その他のブース式フード,0.1,-,- # タスク 2に関する値
,LC2,対策なし,1,-,-
3,LC1,-,-,-,- # タスク 3に関する値
,LC2,-,-,-,-
4,LC1,-,-,-,- # タスク 4に関する値
,LC2,-,-,-,-

#発生源囲い込み(SEG) # 発生源囲い込み修正係数
タスクNo.,カテゴリー変数 1,カテゴリー変数 2,スコア # 記載項目
1,対策なし,対策なし,1 # タスク 1に関する値
2,-,-,- # タスク 2に関する値
3,-,-,- # タスク 3に関する値
4,-,-,- # タスク 4に関する値

#個人囲い込み(SEP) # 個人囲い込み修正係数
タスクNo.,カテゴリー変数 1,カテゴリー変数 2,スコア
1,対策なし,対策なし,1 # タスク 1に関する値
2,-,-,- # タスク 2に関する値
3,-,-,- # タスク 3に関する値
4,-,-,- # タスク 4に関する値

#表面汚染(SU) # 表面汚染修正係数
タスクNo.,カテゴリー,スコア
1,月一度以上のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ，ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞや定期的清掃による汚染物質の漏れ防止,0 # タスク 1に関する値
2,デフォルト(清掃習慣なし，保護服なし，全体包囲なし),0.01 # タスク 2に関する値
3,-,- # タスク 3に関する値
4,-,- # タスク 4に関する値

#分散(D) # 分散修正係数
タスクNo.,換気回数(近接場)[1/h],部屋体積[m^3],スコア,換気回数(非近接場)[1/h],部屋体積[m^3],スコア
1,3,300,1.4,3,300,0.4
2,3,300,1.4,-,-,-
3,-,-,-,-,-,-
4,-,-,-,-,-,-
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#事前分布推定 # 事前分布推定結果
推定濃度[mg/m^3],90%信頼区間下限(5%)値,90%信頼区間上限(95%)値,幾何標準偏差,ARTスコア,lnα
171.99,34.613,854.61,2.65,0.0044602,10.56

#観測データ # 観測データ
幾何平均値[mg/m^3],幾何標準偏差,観測値の数
255,2,10

#事後分布推定 # 事後分布推定結果
曝露濃度推定値[mg/m^3],幾何標準偏差
250.21,1.2384
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5. SWEEs の操作ガイド

この章では，SWEEs の操作方法を説明します。

次ページに示す作業条件，管理方法でトルエン (toluene) を扱う作業に携わる方（作業者 Aと呼びま

す）の曝露濃度を推定する方法を示します。

1. 初期表示画面を起動する

2. 基本設定を行う

3. タスク１の修正係数を設定する

3.1 近接場の修正係数を設定する

3.2 非近接場の修正係数を設定する

4. タスク 2の修正係数を設定する

5. 曝露濃度を計算する

6. 推定結果を表示する

7. 推定結果を一覧で表示する

8. 推定結果レポートを出力する

図 5- 1 全体の流れ



45

作業事例

作業者 Aのトルエンを用いる業務内容

一日労働時間：480 分（8時間/日労働）

作業場の体積：500 m3

全体換気回数：3回／時間

＜タスク１での作業条件＞

作業時間：17 分

作業温度：20℃（20℃でのトルエンの蒸気圧，2,930 [Pa]）

物質形態：液体（蒸気）

作業活動：吹き付けによる塗装，噴霧速度（3.0 [L/min]以上），水平方向への噴霧，新しい噴
霧装置の使用

局所管理の有無と装置の種類：ブース型局所排気装置の設置

非近接場からの曝露の有無：あり（タスク 2の機械乾燥中の材料が隣接している．別のブース
型局所排気装置で囲い込まれている）

表面汚染の有無：なし

＜タスク 2での作業条件＞

作業時間：5分

作業温度：35℃

作業活動：乾燥作業（表面積 3m2以上，汚染率 90％以上の塗装中の材料の機械・手動乾燥）

局所管理の有無と装置の種類：ブース型局所排気装置の設置

非近接場からの曝露の有無：なし

表面汚染の有無：あり（清掃習慣なし）

タスク１

（塗装）

タスク 2
（乾燥）
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5.1.トップ画面を起動する

「2. プログラムのインストール方法」にしたがって「トップ画面」を起動します。

「スタート」ボタンを押し，基本設定画面へ移動します。

図 5- 2 トップ画面

5.2.基本設定を行う

基本設定画面から，解析シナリオ名，物質名，物質形態，作業時間を入力します。

基本情報の欄に，解析シナリオ名「Scenario1」，物質名「toluene」を入力します。

なお，ここでは，日本語表記，たとえば，「シナリオ１」もしくは「トルエン」でも入力できます。

物質形態の「液体ミスト」，「液体蒸気」の欄から，「液体蒸気」を選択します。

画面右上の「設定」ボタンを押します。

※解析シナリオ名と物質名には,半角のカンマ（,）は入力しないでください。もし,カンマを入力した

場合は,アンダーバー（_）に変換して処理を行います。

図 5- 3 基本設定画面_基本情報の設定
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ここで，液体蒸気とは，液体が気化したものであり，液体ミストとは，蒸気が液化して微粒子となり

浮遊するものです。

「作業状況の設定」の欄の総作業時間，「タスク１」の作業時間と「設定」ボタンが選択可能となりま

す。総作業時間に，一日の全労働時間「480」分を入力し，タスク 1の作業時間に「17」分を入力します。

図 5- 4 基本設定画面_タスク１の作業状況の設定

以上で，解析シナリオ名，物質名，物質形態，タスク 1の曝露時間が設定されました。複数のタスク

がある場合には，タスク 1の修正係数の設定が完了してから，次のタスクの作業状況を設定します。

5.3.タスク１の修正係数を設定する

5.3.1. 近接場の修正係数を設定する

次に，タスク１の修正係数を設定します。

タスク 1の近接場の「設定」ボタンを押します。
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図 5- 5 基本設定画面_タスク１の修正係数の設定

ここで，SWEEs における近接場（Near Field）とは，口元上下左右前後 1m の空間領域(8m3)を示し，非近

接場（Far Field）とは，近接場以外の作業場を示します。

5.3.1.1.物質依存排出ポテンシャル（E）

物質依存（E）の設定画面に移動します。タスク 1では，作業温度が蒸気圧の測定温度と同じであるた

め，蒸気圧の温度補正を行う必要がありません。したがって，「温度を補正しない場合」のラジオボタン

を選択します。

物質の蒸気圧［Pa］を入力します。

ここでは，トルエンの 20℃での蒸気圧「2930」［Pa］を入力し,「計算」ボタンを押します。物質依存

（E）の値が入力されます。

図 5- 6 修正係数_物質依存排出ポテンシャル（E）（蒸気圧の設定）
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画面下の「次へ」を押します。

図 5- 7 修正係数_物質依存排出ポテンシャル（E）（設定終了）

5.3.1.2.活動依存排出ポテンシャル（Hnf）

活動依存排出ポテンシャル（Hnf）の設定画面（活動依存（H）の液体蒸気設定画面）に移動します。

まず，①「液体の噴霧」，②「開放表面・液溜めでの処理」，③「評価物質に汚染された固形物の処理」，

④「液体製品の塗布」，⑤「超高速での液体利用」の分類の中から，タスク１の作業内容に当てはまるも

のを選択します。この例では，タスク 1の作業活動は「吹き付けによる塗装」のため，「液体の噴霧」を

選択し，「液体の噴霧」に該当する作業のサブ分類の画面を表示します。

図 5- 8 修正係数_活動依存排出ポテンシャル（Hnf）（作業活動の選択）

次に，タスク１の作業内容に該当する作業のサブ分類，および，カテゴリー変数を設定します。

この例での作業内容に応じ，作業のサブ分類「表面噴霧」，噴霧速度「≧3L/min」，噴霧方向「水平ま

たは垂直方法」，噴霧技術「高い」を選択します。

「液体の噴霧」

に該当する作業

のサブ分類画面
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図 5- 9 修正係数_活動依存排出ポテンシャル（Hnf）の設定

以上で，タスク 1の近接場の活動依存排出ポテンシャル（Hnf）が設定されました。

画面下の「次へ」を押します。

5.3.1.3.局所管理（LCnf）

局所管理（LCnf）の設定画面に移動します。

タスク１の局所管理の有無，および，局所排気装置の種類にしたがって，近接場での局所管理（LCnf）

を設定します。

この例では，ドラフトチャンバー，水平層流/下降流型ブース，グローブバッグ，グローブボックス以

外のブース型局所排気装置を１つ設置しているため，LC1 での「ブース式フード」→「その他のブース式

フード（0.1）」，LC2 は「対策なし（1）」を設定します。

図 5- 10 修正係数_局所管理（LCnf）の設定
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なお，局所管理は 2 つまで設定できます。2種類設定している場合は LC2 に該当する局所排気装置の

種類を選んでください。局所管理の分類は，表 5- 1（p.47）を参考にしてください。

以上で，タスク 1の局所管理（LCnf）が設定されました。画面下の「次へ」を押します。
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表 5- 1 局所管理の分類

対策の種類 説明 項目

発生抑制技術 有機溶剤が室内空気に

発生するのを抑制する

技術（局所排気装置以

外）

湿潤法：作業前もしくは作業中に加湿もしくは水をか

け，溶剤を抑制します。

ノックダウン式：作業後に加湿もしくは水をかけ，溶剤

を抑制します。

封じ込め 有機溶剤の放散を発生

源の付近で密閉し，封

じ込めるもの

（図 5- 11）

機械，容器の開口部にカバーを設置し，有機溶剤を封じ

込めます。低，中，高レベルの 3種類があります。

局 所 排

気装置

レシーバー

式フード

発生源からの一定の気

流で，有機溶剤を吸引

するもの（図 5- 12）

キャノピーフード：発生源の上方に天蓋のように吊るさ

れた自立型フードです。熱浮力による蒸気流と一定方向

の汚染気流があるときに用います。

その他のレシーバー式フード：一定の空気の流れを作

り，放散した有機溶剤を吸引します。

グラインダ型，円形型，長方形型があります。

外付け式フ

ード

空気の流れを発生さ

せ，有機溶剤を吸引す

るもの（図 5- 13）

固定型外付け式フード：固定されたフードで，作業によ

り吸引領域や排風量が異なります。

携帯型外付け式フード：作業者が効果的に有機溶剤を吸

引できる可動式のフードです。

装着抽出型外付け式フード：作業装置とフードが一体と

なっているフードです。

ブース式フ

ード

発生源がフード内側に

ほぼ完全に囲い込まれ

ており，効率よく有機

溶剤を吸引するもの（

図 5- 14）

ドラフトチャンバー：ブース型の開口面に引戸があり，

手または工具を差し込んで作業できるものです。

水平層流/下降流型ブース：水平もしくは下方に空気を流
し，ブースの壁もしくは天井と床の間にある排気板から

吸引します。

グローブバッグ（換気なし，換気又は負圧）：大きなプ

ラスチック製の袋で作業装置ごと覆うものです。

グローブボックス（低，中，高スペック）：外気と遮断

された状況下で作業が可能となるように，内部に手だけ

が入れられるよう設計された密閉容器です。ボックスの

横にゴム手袋（グローブ）が直結しています。

その他のブース式フード：発生源のまわりを大きく囲

み，作業のために通常全面が開放されています。作業者

は開口面に立って，背後からくるきれいな空気を呼吸し

ながら，中に向かって作業します。

その他のシ

ステム

上記以外の局所排気装

置

その他の局所排気装置：上記以外のフードシステムで

す。

蒸気回収システム ガソリンや揮発性液体物質は液体として，ガスは気体と

して貯蔵し，環境に出さないための回収システムです。

貯蔵したものは再利用します。
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(a)低レベル (b)中レベル (c)高レベル
図 5- 11 封じ込め対策

(a)キャノピーフード (b)その他のレシーバー式フード（グラインダ型）
図 5- 12 レシーバー式フード

(a)固定型外付け式フード (b)携帯型外付け式フード (c)装着抽出型外付け式フード
図 5- 13 外付け式フード

(a)ドラフトチャンバー (b)水平層流/下降流型ブース (c)グローブボックス
図 5- 14 ブース式フード
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5.3.1.4.表面汚染（Su）

表面汚染（Su）の設定画面に移動します。

この例では，表面汚染がないため，「表面汚染なし」を選択します。

図 5- 15 修正係数_表面汚染（Su）の設定

以上で，表面汚染に関する修正係数（Su）が設定されました。画面下の「次へ」を押します。

5.3.1.5.分散（Dnf）

分散（D）の設定画面に移動します。分散に関する修正係数（Dnf）は，タスクの作業時間が 60 分以下

は短期曝露に相当するスコア，60 分より大きい場合は長期曝露に相当するスコアが割り当てられるため，

基本設定で入力した作業時間に応じて，スコアが異なる画面が表示されます。

この例では，作業時間が 17 分のため，短期曝露でのスコアが表示されています。作業場の条件に応じ

て，1時間あたりの換気回数を「3回」［ACH］，部屋の体積を「300」[m3] を選択します。

図 5- 16 修正係数_分散（Dnf）の設定

画面下の「設定」を押します。以上で，タスク 1の近接場の修正係数の入力が完了しました。画面下の
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「次へ」を押します。

基本設定画面に移動します。

タスク１の近接場の修正係数の値が表示され，タスク１の非近接場列にある「設定」ボタンが選択可

能となっていることを確認してください。

図 5- 17 基本表示画面での修正係数の確認（タスク１，近接場）

5.3.2. 非近接場の修正係数を設定する

タスク 1の非近接場の修正係数を設定します。

タスク 1の非近接場の列にある「設定」を押します。

図 5- 18 基本表示画面_タスク１の非近接場の設定
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5.3.2.1. 活動依存排出ポテンシャル（Hff）

活動依存（H）の液体蒸気設定画面に移動します。この例の作業内容に従い，タスク 2の近接場の作業

条件と同じ内容を選択します。タスク 2の近接場の作業活動は塗装での乾燥作業のため，作業活動の分

類から「評価物質に汚染された固形物の処理」を選択します。さらに，汚染面積「≧3m2」，汚染率「≧

90％」を選択します。

図 5- 19 修正係数_活動依存排出ポテンシャル（Hff）の設定

画面下の「次へ」を押します。

5.3.2.2. 局所管理（LCff）

局所管理（LC）の設定画面が表示されます。この例では，タクス 1の近接場の局所排気装置と同じで

あるため，LC1「その他のブース式フード」LC2「対策なし」を選択します。なお，局所管理は 2つまで

設定できます。2 種類設定している場合は LC2 に該当する局所排気装置の種類を選んでください。局所

管理の分類は，表 5- 1（p.13）を参考にして下さい。

図 5- 20 修正係数_局所管理（LCff）の設定
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画面下の「次へ」を押します。

5.3.2.3. 発生源囲い込み（Seg）

発生源囲い込み（Seg）の設定画面が表示されます。この例では，タスク 2の発生源がタスク 1とは別

のブース式局所排気装置で囲いこまれており，また，全体換気が行われているため，「発生源の部分的囲

い込み」「換気あり」（0.3）を選択します。

図 5- 21 修正係数_発生源囲い込み（Seg）の設定

画面下の「次へ」を押します。

5.3.2.4. 個人囲い込み（Sep）

個人囲い込み（Sep）の設定画面に移動します。この例では，作業者を発生源から分離した囲い込みは

行われていないため,「対策なし」（1）を選択します。

図 5- 22 修正係数_個人囲い込み（Sep）の設定

次に，画面下の「次へ」を押します。
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5.3.2.5. 分散（Dff）

分散（D）の設定画面に移動します。

分散の修正係数は，近接場，非近接場によって値が異なります。基本設定で入力した作業時間に応じ

て，スコアの一覧表が表示されます。

この例では，作業時間が 17 分であるため，非近接場での短期曝露の修正係数が表示されます。作業条

件に応じて，1時間あたりの換気回数を「3回」[ACH]，部屋の体積を「300」[m3]を選択します。

図 5- 23 修正係数_分散（Dff）の設定

画面下の「設定」を押します。

以上で，分散（Dff）が設定され，タスク 1の全ての修正係数の入力が完了しました。
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基本設定画面に移動します。タスク１の修正係数の値が表示されており，タスク 2の作業時間と近接

場の列の設定ボタンが選択可能となっていることを確認してください。

5.4. タスク 2の修正係数を設定する

タスク 2の修正係数を入力します。

タスク 2の作業時間に，「5」分を入力します。

図 5- 24 基本設定画面_タスク 2 の作業時間の設定

タスク 2では非近接場からの曝露がないため，近接場の修正係数のみを設定します。

タスク 2の近接場の下にある「設定」ボタンを押します。

図 5- 25 基本設定画面_タスク 2 の修正係数の設定
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5.4.1. 物質依存排出ポテンシャル（E）

タスク 2の作業温度は，35℃であるため，蒸気圧の温度補正が必要となります。温度補正をする場合

のラジオボタンを選択します。トルエンの 20℃での蒸気圧（補正前蒸気圧）「2930」［Pa］と蒸気圧の測

定時の温度「293」［K］（20℃）とトルエンの沸点「384」［K］（110.6℃）と作業温度「308」［K］（35℃）

を入力し，「計算」ボタンを押します。温度補正後の蒸気圧と物質依存（E）が入力されます。

図 5- 26 修正係数_物質依存排出ポテンシャル（E）の温度補正

画面下の「次へ」を押します。

5.4.2. 活動依存排出ポテンシャル（Hnf）

活動依存（H）の液体蒸気設定画面に移動します。

タスク 2 の作業活動は塗装での乾燥作業のため，作業活動の分類から「評価物質に汚染された固形物

の処理」を選択します。さらに，汚染面積「≧3m2」，汚染率「≧90％」を選択します。

図 5- 27 修正係数_活動依存排出ポテンシャル（Hnf）の設定

画面下の「次へ」を押します。
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5.4.3. 局所管理（LCnf）

局所管理（LC）の設定画面に移動します。

タスク１と同じタイプの局所排気装置を利用しているため，タスク 1での設定と同様に，LC1 での「ブ

ース式フード」→「その他のブース式フード（0.1）」，LC2 は「対策なし（1）」を設定します。

局所管理の分類は，表 5- 1（p.13）を参考にしてください。

画面下の「次へ」を押します。

5.4.4. 表面汚染（Su）

表面汚染の設定画面に移動します。

この例で取り上げた作業場は，清掃習慣がないため，「清掃習慣なし，保護服なし，全体包囲なし」

を選択します。

図 5- 28 修正係数_表面汚染（Su）の設定

画面下の「次へ」を押します。
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5.4.5. 分散（D）

分散（D）の設定画面に移動します。タスク１と同様に，1時間あたりの換気回数を「3回」［ACH］，部

屋の体積を「300」［m3］を選択します。

図 5- 29 修正係数_分散（Dnf）の設定

以上で，タスク 2の全ての修正係数の設定が完了しました。画面下の「設定」を押し，

基本設定画面に移動します。

5.5. 曝露濃度を計算する

曝露濃度の推定値及び曝露濃度の確率密度分布グラフを表示します。基本設定画面に総作業時間，タ

スク 1 およびタスク 2の作業時間，さらに，修正係数が入力されていることを確認して，画面下の「計

算」ボタンを押します。

図 5- 30 曝露濃度の計算
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5.6.推定結果を表示する

推定結果の表示画面に移動します。推定結果の「曝露濃度の推定値」と「90％信頼区間」に推定結果

が表示されます。この値は，同じ作業シナリオ（同じ作業条件と管理手法）をもつ作業の曝露濃度の幾

何平均値，および，SWEEs による推定の確からしさを示す 90％の信頼区間を示します。作業場の曝露濃

度が 90％の確率で，34-855[mg/m3]の範囲内であることを表しています。

図 5- 31 曝露濃度の計算

5.6.1. 事前分布グラフを表示する

画面右側に曝露濃度推定量の確率密度分布グラフがオレンジの曲線で表示されます。この分布を「事

前分布」と呼びます。

図 5- 32 事前分布の表示
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※グラフのスケールが画面に合っていない場合は,マウスを右クリックして表示された「Set Scale to

Default」のメニューを選択して調整してください。

図 5- 33 グラフの調整

5.6.2. ベイズ更新を行う

作業場での観測値を利用して，推定値を更新し，補正後の幾何平均値と確率分布を推定します。

補正後の確率分布を事後分布と呼びます。「観測値による補正を行う」のチェックボックスを選択すると，

観測データ欄のテキストボックスが選択可能となります。さらに，右下の推定分布の補正前（事前分布）

のチェックボックスをはずし，補正後（事後分布）および尤度関数のチェックボックスを選択します。

つぎに，観測データを入力します。観測値の数に「10」を，幾何平均値[mg/m3] に「255」を，幾何標準

偏差に「2.0」を入力し，「実行」ボタンを押します。

図 5- 34 観測データによるベイズ更新
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※観測値の幾何平均値と幾何標準偏差の求め方

観測値 x1，x2，・・・・ xnの幾何平均値

=

Excel では，geomean () 関数を使って geomean (x1，x2，・・・・ xn)で求められます。

また，観測値 x1，x2・・・・ xnの幾何標準偏差

yi=lnxiとし，

Excel では，stdev( )関数を使って，stdev (y1，y2，・・・・ yn)を求め，出てきた値を exp( )関数に
入れると，観測値の幾何標準偏差を算出することができます。

5.6.3. 事後分布を表示する

曝露濃度の事後分布の確率密度分布が赤の曲線で，および，観測データの分布が尤度関数グラフとして

青の曲線で画面に表示されます。

図 5- 35 事後分布の表示
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5.6.4. 事前分布と事後分布を重ねて表示する

「推定分布」の「補正前（事前分布）」のチェックボックスにチェックを入れ，「実行」を押

します。

図 5- 36 事前分布と事後分布の重ね合わせの設定

事前分布と事後分布の確率密度分布グラフが画面スケールに合わせて重ね合せて表示されま

す。

図 5- 37 事前分布と事後分布の重ね合わせ表示



67

5.6.5. 累積確率密度分布グラフを表示する

「表示方法」から，「累積確率密度分布」を選択し「実行」を押します。

図 5- 38 累積確率密度分布の表示

事前分布,事後分布,尤度関数の累積確率密度分布グラフが画面スケールに合わせて重ね合せ

て表示されます。

図 5- 39 事前分布,事後分布,尤度関数の累積確率密度分布の表示



68

5.7. 推定結果を一覧で表示する

5.7.1. 入力値と推定値を表示する

画面下の「レポート」を押します。

図 5- 40 推定結果のレポート出力

レポート画面に移動します。

レポート画面では，入力情報が一覧で表示されます。

図 5- 41 入力情報のレポート表示

右側のスクロールバーを下へ移動させると，SWEEs での推定結果が表示されます。



69

図 5- 42 推定結果のレポート表示

5.7.2. 観測値を修正する

「観測値による補正」の観測値の数，幾何平均値，幾何標準偏差の値のいずれかをダブルクリックし

ます。観測データの設定画面が立ち上がります。

図 5- 43 推定結果のレポート表示
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観測データの設定で，観測値の数を「10」から「15」，幾何平均値を「255」から「230」，幾何標準偏

差を「2」から「3」に変更し，「設定」ボタンを押します。

図 5- 44 観測データの設定画面

観測データで設定された値が，右側の確率密度分布グラフに反映されます。

図 5- 45 観測データの更新
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5.8.推定結果レポートを出力する

スクロールで画面を上に移動し，画面の右下にある「csv 出力」を押します。

保存先のファイル選択ダイアログが立ち上がります。

図 5- 46 CSV 形式でのファイル出力

ファイル選択ダイアログで，保存したいファイル名を記入します。

レポート画面に表示されている，グラフ情報を除いた情報が csv 形式で出力されます。

出力した csv ファイルはトップ画面の「ファイル読み込み」ボタンから読み込む事ができます。

図 5- 47 CSV 形式ファイルの保存
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5.9.推定結果レポートを印刷する

画面の右下にある「印刷」を押します。

図 5- 48 ファイル印刷

以下のようなページ設定ダイアログが表示されます。印刷の向きを「横」にして，OKボタンを押しま
す。レポート画面に表示されている項目が印刷されます。

図 5- 49 ページ設定ダイアログ
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